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第２日 ９月２３日（火） 会場：筑波大学３B３０４講義室

8:40-9:55

休
憩

10:10-11:25

昼
食

12:15-3:30

休
憩

13:45-15:00

休
憩

15:15-16:30

休
憩

16:45-18:00

内容
ドライエッチング

技術
成膜技術

プロセス
実施例

（MOSデバイス）
FIB

プロセス
実施例
（MEMS）

プロセスを
考える演習
& ポスター
セッション

講師
蓮沼 隆
筑波大学

三木一司
NIMS

蓮沼 隆
筑波大学

村上勝久
筑波大学

三木一司
NIMS

三木一司
NIMS

第３日 ９月２４日（水） 会場：物質・材料研究機構内ファンドリー施設

9:00-12:00
昼
食

13:00-17:30

内
容

ファンドリー実習
（加工プロセス1日目）

ファンドリー実習
（加工プロセス1日目）

第1日 ９月２2日（月） 会場：筑波大学３B３０４講義室

8：
35

8:40-9:55

休
憩

10:10-11:25

昼
食

12:15-13:30

休
憩

13:45-15:00

休
憩

15:15-16:30

休
憩

16:45-18:00

内容
開
講
式

ナノ加工概論
クリーンルーム
概論

リソグラフィ
概論

ウエットエッチング
技術

実習内容の講
義①（コース別）

実習内容の講
義②（コース別）

講師
山部紀久夫
筑波大学

三木一司
NIMS

蓮沼 隆
筑波大学

蓮沼 隆
筑波大学

小出康夫
杉本喜正
生田目俊秀

NIMS

小出康夫
杉本喜正
生田目俊秀

NIMS

ファウンドリー実習コース（選択）
（１）電子デバイスコース：ガリウム砒素ショットキーゲートＦＥＴ（電界効果トランジスタ）の試作と評価
実習概要：ガリウム砒素ショットキーゲートＦＥＴの試作プロセス手法の解説と実習を行い、プローバによりＦＥ

Ｔの電気的特性を評価する。
実習担当者：小出康夫、杉本喜正
実施場所：物質・材料研究機構内ファウンドリー施設（ナノ集積ライン）

http://www.nims.go.jp/nice/nif/
（２）ナノ計測コース： ＦＩＢ加工カンチレバーとＥＢ描画微細パターンの試作と評価
実習概要：微細パターン観察にカンチレバー先端の先鋭化が有効であることを実感するためのコース。FIB（収束イ

オンビーム）によりAFM（原子間力顕微鏡）のカンチレバー先端を任意加工、EB（電子ビームリソグラフ
ィ）により微細パターンを描画し、微細パターンをＳＥＭ（走査電子顕微鏡）により構造評価すると共に
、試作カンチレバーによりＡＦＭ観察。

実習担当者：生田目 俊秀
実施場所：物質・材料研究機構内ファウンドリー施設（MANAファウンドリー)    

http://www.nims.go.jp/research/mana/foundry/index.html

第４日 ９月２５日（木） 会場：物質・材料研究機構内ファンドリー施設

9:00-12:00
昼
食

13:00-17:30

内
容

ファンドリー実習
（加工プロセス2日目）

ファンドリー実習
（加工プロセス2日目）

第５日 ９月２６日（金） 会場：物質・材料研究機構内ファンドリー施設

9:00-12:00

昼
食

13:00-17:30 17:30

内
容

ファンドリー実習
（作製デバイスの評価）

ファンドリー実習
（作製デバイスの評価）

修
了
式

http://www.nims.go.jp/nice/nif/
http://www.nims.go.jp/research/mana/foundry/index.html

